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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子状物質センサーデバイス（１）を通って誘導されるエアロゾルサンプルの流れ（２
０）内の粒子状物質を検出する及び／又はその特性を明らかにする該粒子状物質センサー
デバイス（１）であって、
　流れ入口（１１）及び流れ出口（１２）を備え、前記流れ入口（１１）から前記流れ出
口（１２）まで該粒子状物質センサーデバイス（１）を通る前記エアロゾルサンプルの前
記流れ（２０）を誘導する流路（２）を画定するように配置され構成されている、エンク
ロージャ（２１）と、
　放射エネルギーを前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）内の前記粒子状物質の少
なくとも一部と相互作用させるように、少なくとも部分的には前記流路（２）内に前記放
射エネルギーを放射するように配置され構成されている放射源（３）と、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を検出するよ
うに配置され構成されている放射検出器（４）と、
　前記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の上流に近接して配置され、前記放
射検出器（４）上への及び／又は前記放射源（３）上への及び／又は前記放射源（３）及
び／又は前記放射検出器（４）に近接する流路壁部上への粒子状物質の沈殿を低減させる
ように、前記エアロゾルサンプルの前記流れを、少なくとも局所的に変更するように構成
されている、流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）
と
　を備える粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２】
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
記放射検出器（４）の辺り、及び／又は前記放射源（３）の辺り、及び／又は前記放射源
（３）及び／又は前記放射検出器（４）に近接する流路壁の辺りで、前記エアロゾルサン
プルの流速、前記エアロゾルサンプルの方向、及び／又はエアロゾル密度を少なくとも局
所的に変更するように構成されている、請求項１に記載の粒子状物質センサーデバイス（
１）。
【請求項３】
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
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記流路（２）内への又は前記流路（２）からの少なくとも１つの更なる流れを作る、少な
くとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）を備え又は
前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）か
らなる、請求項１又は２に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口は、流れ入口である、請求項３に記載の粒子状物
質センサーデバイス（１）。
【請求項５】
　粒子状物質センサーデバイス（１）を通って誘導されるエアロゾルサンプルの流れ（２
０）内の粒子状物質を検出する及び／又はその特性を明らかにする該粒子状物質センサー
デバイス（１）であって、
　流れ入口（１１）及び流れ出口（１２）を備え、前記流れ入口（１１）から前記流れ出
口（１２）まで該粒子状物質センサーデバイス（１）を通る前記エアロゾルサンプルの前
記流れ（２０）を誘導する流路（２）を画定するように配置され構成されている、エンク
ロージャ（２１）と、
　放射エネルギーを前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）内の前記粒子状物質の少
なくとも一部と相互作用させるように、少なくとも部分的には前記流路（２）内に前記放
射エネルギーを放射するように配置され構成されている放射源（３）と、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を検出するよ
うに配置され構成されている放射検出器（４）と、
　前記エアロゾルサンプルの前記流れを少なくとも局所的に変更するように構成されてい
る流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）と
　を備え、
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
記流路（２）内への少なくとも１つの更なる流れを作る少なくとも１つの更なる流れ開口
（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）を備え又は前記少なくとも１つの更なる
流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）からなり、
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の上流に近接して配置されており、
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ）の少なくとも１つは、前記
放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）を被覆するような前記少なくとも１つの更
なる流れを作るように配置され構成されている、
　粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２）の少なくとも１つ
は、前記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の上流８ミリメートル未満の第１
の距離（ｄ１，ｄ１ａ，ｄ２）に配置されている、請求項３～５のいずれか１項に記載の
粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項７】
　前記流路（２）は、第１の壁部（２１５）、第２の壁部（２１６）、及び少なくとも１
つの第３の壁部（２１７）によって半径方向に境界を定められ、前記少なくとも１つの更
なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）は、
　　　第１の更なる流れを前記流路（２）内に導入するように前記第１の壁部（２１５）
に、及び／又は、
　　　第２の更なる流れを前記流路（２）内に導入するように前記第２の壁部（２１６）
に、及び／又は、
　　　第３の更なる流れを前記流路（２）内に導入するように前記少なくとも１つの第３
の壁部（２１７）の少なくとも１つに、
　配置されている、
　請求項３～６のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
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【請求項８】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１４）の少なくとも１つは、スリット様であ
り、前記流路（２）の断面に関して周方向に延在する、請求項３～７のいずれか１項に記
載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項９】
　粒子状物質センサーデバイス（１）を通って誘導されるエアロゾルサンプルの流れ（２
０）内の粒子状物質を検出する及び／又はその特性を明らかにする該粒子状物質センサー
デバイス（１）であって、
　流れ入口（１１）及び流れ出口（１２）を備え、前記流れ入口（１１）から前記流れ出
口（１２）まで該粒子状物質センサーデバイス（１）を通る前記エアロゾルサンプルの前
記流れ（２０）を誘導する流路（２）を画定するように配置され構成されている、エンク
ロージャ（２１）と、
　放射エネルギーを前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）内の前記粒子状物質の少
なくとも一部と相互作用させるように、少なくとも部分的には前記流路（２）内に前記放
射エネルギーを放射するように配置され構成されている放射源（３）と、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を検出するよ
うに配置され構成されている放射検出器（４）と、
　前記エアロゾルサンプルの前記流れを少なくとも局所的に変更するように構成されてい
る流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）と
　を備え、
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
記流路（２）内への少なくとも１つの更なる流れを作る、少なくとも１つの更なる流れ開
口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）を備え又は前記少なくとも１つの更な
る流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）からなり、
　該粒子状物質センサーデバイス（１）は、前記流路（２）内に配置され、前記放射源（
３）及び／又は前記放射検出器（４）を収容するように構成されている少なくとも１つの
第１の凹所（２２）、及び／又は、ビームストッパー（３１）を収容するように配置され
構成されている第２の凹所（２２ａ）を備え、
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ）の少なくとも１つは、前記
少なくとも１つの更なる流れの少なくとも１つが、前記第１の凹所（２２）から及び／又
は前記第２の凹所（２２ａ）から前記流路（２）にそれぞれ入るように、前記第１の凹所
（２２）内に及び／又は前記第２の凹所（２２ａ）内にそれぞれ配置されている、
　粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ）の少なくとも１つは、前記
放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）を被覆するような前記少なくとも１つの更
なる流れを作るように配置され構成されている、請求項９に記載の粒子状物質センサーデ
バイス（１）。
【請求項１１】
　フィルター（２１３）が、前記更なる流れがフィルタリングされた流れであるように前
記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）に関
わり付けられている、請求項３～１０のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイ
ス（１）。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）
には、前記流れ入口（１１）とは別の第二入口（１３）から該粒子状物質センサーデバイ
ス（１）に引き込まれたガスが供給される、請求項３～１１のいずれか１項に記載の粒子
状物質センサーデバイス（１）。
【請求項１３】
　該粒子状物質センサーデバイス（１）は、前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１
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１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）を通る前記少なくとも１つの更なる流れが吸引
ベースであるように構成されている、請求項３～１２のいずれか１項に記載の粒子状物質
センサーデバイス（１）。
【請求項１４】
　前記放射検出器（４）は、回路基板（２３）上に取り付けられ、
　該粒子状物質センサーデバイスは、前記少なくとも１つの更なる流れが、使用中に、１
つ以上の貫通穴（２３１）を通って前記回路基板（２３）を横断するように構成されてい
る、
　請求項３～１３のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４
）は、前記流路（２）内に前記少なくとも１つの更なる流れを導入するように構成されて
おり、それによる、前記少なくとも１つの更なる流れの大きさは、全体として、前記少な
くとも１つの流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）の上流で
の前記流路（２）を通る前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）の大きさの３０パー
セント以下である、請求項３～１４のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス
（１）。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４
）は、前記流路（２）内に前記少なくとも１つの更なる流れを導入するように構成されて
おり、それによる、前記少なくとも１つの更なる流れの大きさは、全体として、前記少な
くとも１つの流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）の上流で
の前記流路（２）を通る前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）の大きさの２０パー
セント以下である、請求項３～１４のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス
（１）。
【請求項１７】
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４，５２１）は、前
記流路（２）内の又は前記流路（２）の狭窄部（５２１）を含み又は前記狭窄部（５２１
）からなり、前記狭窄部（５２１）は、前記エアロゾルサンプルの前記流れの少なくとも
一部を、前記放射検出器（４）の検出エリア（４０）から離れる方向に及び／又は前記放
射源（３）の放射エリア（３００）から離れる方向に方向付けるように構成されている、
請求項１～１６のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項１８】
　粒子状物質センサーデバイス（１）を通って誘導されるエアロゾルサンプルの流れ（２
０）内の粒子状物質を検出する及び／又はその特性を明らかにする該粒子状物質センサー
デバイス（１）であって、
　流れ入口（１１）及び流れ出口（１２）を備え、前記流れ入口（１１）から前記流れ出
口（１２）まで該粒子状物質センサーデバイス（１）を通る前記エアロゾルサンプルの前
記流れ（２０）を誘導する流路（２）を画定するように配置され構成されている、エンク
ロージャ（２１）と、
　放射エネルギーを前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）内の前記粒子状物質の少
なくとも一部と相互作用させるように、少なくとも部分的には前記流路（２）内に前記放
射エネルギーを放射するように配置され構成されている放射源（３）と、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を検出するよ
うに配置され構成されている放射検出器（４）と、
　前記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の上流に近接して配置され、前記放
射検出器（４）上への及び／又は前記放射源（３）上への及び／又は前記放射源（３）及
び／又は前記放射検出器（４）に近接する流路壁部上への粒子状物質の沈殿を低減させる
ように、前記エアロゾルサンプルの前記流れを、少なくとも局所的に変更するように構成
されている、流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）
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と
　を備え、
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４，５２１）は、前
記流路（２）内の又は前記流路（２）の狭窄部（５２１）を含み又は前記狭窄部（５２１
）からなり、前記狭窄部（５２１）は、前記エアロゾルサンプルの前記流れの少なくとも
一部を、前記放射検出器（４）の検出エリア（４０）から離れる方向に及び／又は前記放
射源（３）の放射エリア（３００）から離れる方向に方向付けるように構成されており、
　前記狭窄部（５２１）は、狭窄部領域（５２４）にわたって延在し、
　前記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）は、前記狭窄部領域（５２４）内に
配置されかつ前記狭窄部（５２１）内に半径方向に延在する狭窄部凹所（５２３）内に配
置されている、
　粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項１９】
　前記狭窄部凹所（５２３）は、ブラインド穴である、請求項１８に記載の粒子状物質セ
ンサーデバイス（１）。
【請求項２０】
　前記狭窄部凹所（５２３）は、０．５ミリメートル～５ミリメートルの直径（ＤＰＤ）
を有する、請求項１８又は１９に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２１】
　前記狭窄部（５２１）は、前記狭窄部（５２１）の狭窄最大部（５２５）が、前記放射
検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の上流５ミリメートル未満の第２の距離（ｄ３

，ｄ４）に位置するように配置され構成されている、請求項１７～２０のいずれか１項に
記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２２】
　前記狭窄部（５２１）は、前記流路（２）を狭窄させ、それによる、狭窄最大部（５２
５）における狭窄有効最小幅（Ｄ１）と平均流路径（Ｄ０）との比は、０．２～０．９５
の範囲内である、請求項１７～２１のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス
（１）。
【請求項２３】
　前記狭窄部（５２１）は、連続的に、前記流路（２）を狭窄させている、請求項２２に
記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２４】
　前記狭窄有効最小幅（Ｄ１）は、１ミリメートル～５ミリメートルの範囲内であり、及
び／又は、前記平均流路径（Ｄ０）は、１ミリメートル～１５ミリメートルの範囲内であ
る、請求項２２又は２３に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２５】
　前記検出エリア（４０）と狭窄最大部（５２５）との間の距離（ｄ３）は、前記狭窄部
（５２１）の下流側半分の長さ（ｃ０）の２／３未満である、請求項１７～２４のいずれ
か１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２６】
　前記狭窄部（５２１）の１ミリメートルあたりの開き角変化（β）は、１°／ミリメー
トル～１０°／ミリメートルの範囲内である、請求項１７～２５のいずれか１項に記載の
粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２７】
　前記狭窄部（５２１）の最大開き角（Θｍａｘ）は１°～失速角度（ＳＡ）の範囲内で
あり、前記失速角度（ＳＡ）は５°～１０°の範囲内である、請求項１７～２６のいずれ
か１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２８】
　狭窄最大部（５２５）と最大開き角（Θｍａｘ）の位置との間の距離（Ｌ０）は、式：



(6) JP 2020-533592 A5 2021.3.25

【数１】

に従って選択され、及び／又は、
　狭窄有効最小幅（Ｄ１）は、式：
【数２】

に従って選択され、及び／又は、
　前記狭窄最大部（５２５）と失速角度（ＳＡ）の位置との間の距離（Ｌ１）は、式：
【数３】

に従って選択され、及び／又は、
　前記狭窄最大部（５２５）と直径（ＤＰＤ）を有する狭窄部凹所（５２３）の下流縁と
の間の距離（Ｌ２）は、式：
【数４】

に従って選択され、
　ここでβは前記狭窄部（５２１）の１ミリメートルあたりの開き角変化である、
　請求項１７～２７のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項２９】
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４，５２１）は、少
なくとも１つの狭窄部（５２１）及び少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１
ａ，５１２，５１３，５１４）を備える、請求項１７～２８のいずれか１項に記載の粒子
状物質センサーデバイス（１）。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）
は、前記狭窄部（５２１）の狭窄最大部（５２５）の上流又は下流に配置されている少な
くとも１つの更なる流れ開口を備える、請求項２９に記載の粒子状物質センサーデバイス
（１）。
【請求項３１】
　前記放射検出器（４）は、回路基板（２３）上に取り付けられている、請求項１～３０
のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項３２】
　前記エンクロージャ（２１）は、前記回路基板（２３）を収容するように又は前記回路
基板（２３）に接続されるように配置され構成されており、前記回路基板（２３）は、前
記流路（２）の一部の境界を定めている、請求項３１に記載の粒子状物質センサーデバイ
ス（１）。
【請求項３３】
　前記流れ入口（１１）から前記流れ出口（１２）まで該粒子状物質センサーデバイス（
１）を通る前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）を発生させる及び／又は制御する
ように配置され構成されているファン（２２０）を備える、及び／又は、
　流量及び／又は流速を測定する流量計を備える、
　請求項１～３２のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
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【請求項３４】
　粒子状物質個数濃度及び／又は粒子状物質平均質量及び／又は粒子状物質質量濃度を導
出するために、前記放射検出器（４）の出力信号を処理するように配置され構成されてい
るマイクロプロセッサ（６）及び／又は集積回路（６０）を備える、請求項１～３３のい
ずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項３５】
　前記マイクロプロセッサ（６）は、前記放射検出器（４）を有する共通の回路基板（２
３）上に取り付けられている、及び／又は、
　前記マイクロプロセッサ（６）及び／又は前記集積回路（６０）は、前記放射検出器（
４）と一体化されている、
　請求項３４に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項３６】
　前記流路（２）の断面は、前記流路（２）の長さに沿って面積及び／又は形状が基本的
に一定である、請求項１～３５のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１
）。
【請求項３７】
　該粒子状物質センサーデバイス（１）は、互いに離れて延在する少なくとも２つの流路
（２）及び少なくとも２つの放射源（３）及び少なくとも２つの放射検出器（４）を備え
、前記少なくとも２つの放射源（３）の少なくとも１つ及び前記少なくとも２つの放射検
出器（４）の少なくとも１つが、前記少なくとも２つの流路（２）のそれぞれの流路に配
置されている、請求項１～３６のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１
）。
【請求項３８】
　前記少なくとも２つの放射検出器（４）は、共通の回路基板（２３）上に取り付けられ
ている、請求項３７に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項３９】
　前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４；５２１）は、前
記流路（２）内に更なる流れを作る少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１１ａ
，５１２，５１３，５１４）を備え又は前記少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，
５１１ａ，５１２，５１３，５１４）からなり、
　該粒子状物質センサーデバイス（１）は少なくとも１つの環境パラメーターを求めるた
めの環境センサー（７）を備え、前記環境センサー（７）は、前記更なる流れ開口（５１
１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）の上流の前記更なる流れの流れ経路に配設され
ている、
　請求項１～３８のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４０】
　流路（２）を画定するエンクロージャ（２１）と、
　放射エネルギーを前記流路（２）のエアロゾルサンプルの粒子状物質と相互作用させる
ように、前記流路（２）に前記放射エネルギーを放射する、放射源（３）と、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を検出する放
射検出器（４）と、
　前記流路（２）内に更なる流れを作る少なくとも１つの更なる流れ開口（５１１，５１
１ａ，５１２，５１３，５１４）と、
　少なくとも１つの環境パラメーターを求めるための環境センサー（７）であって、前記
更なる流れ開口（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５１４）の上流の前記更なる流れ
の流れ経路に配設されている前記環境センサー（７）と
　を備える粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４１】
　前記環境センサー（７）は、
　　　温度と、
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　　　湿度と、
　　　１つ以上のターゲットガスの濃度、特に、複数のガスの混合ガスの濃度又は１つ以
上の個々のガスの濃度と
　のうちの少なくとも１つを求めるように構成されている、
　請求項３９又は４０に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４２】
　前記更なる流れをフィルタリングするフィルター（２１３）を備え、前記環境センサー
（７）は、前記フィルター（２１３）の下流の前記更なる流れの前記流れ経路に配設され
ている、請求項３９～４１のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４３】
　前記更なる流れの前記流れ経路は、前記エンクロージャ（２１）によって境界を定めら
れている、請求項３９～４２のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）
。
【請求項４４】
　前記エンクロージャ（２１）は、前記流路（２）への第一流れ入口（１１）と、前記更
なる流れを作るためのガスを受け入れる第二流れ入口（１３）とを画定し、前記第二流れ
入口（１３）は前記第一流れ入口（１１）から離れている、請求項４３に記載の粒子状物
質センサーデバイス（１）。
【請求項４５】
　該粒子状物質センサーデバイス（１）は、前記第二流れ入口（１３）において負圧を作
るように構成されている、請求項４４に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項４６】
　前記放射検出器（４）は、前記環境センサー（７）の下流の前記更なる流れの流れ経路
に配置されている、請求項３９～４５のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイ
ス（１）。
【請求項４７】
　前記放射検出器（４）及び前記環境センサー（７）は、共通の回路基板（２３）上に取
り付けられている、請求項３９～４６のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイ
ス（１）。
【請求項４８】
　前記回路基板（２３）は、前記更なる流れが前記回路基板（２３）を横断することを可
能にする、１つ以上の貫通穴（２３１）を備える、請求項４７に記載の粒子状物質センサ
ーデバイス（１）。
【請求項４９】
　前記放射検出器（４）と前記環境センサー（７）とは、前記回路基板（２３）の反対の
面に配置されている、請求項４７又は４８に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）。
【請求項５０】
　前記環境センサー（７）から読み出し、該粒子状物質センサーデバイス（１）に入る前
の前記更なる流れ内のガスの特性を示す出力パラメーターを導出するように構成されてい
る補正デバイス（７２）を備える、請求項３９～４９のいずれか１項に記載の粒子状物質
センサーデバイス（１）。
【請求項５１】
　エアロゾルサンプルの流れ（２０）内の粒子状物質を検出する及び／又はその特性を明
らかにする方法であって、
　請求項１～５０のいずれか１項に記載の粒子状物質センサーデバイス（１）の流路（２
）を通る前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）を誘導するステップと、
　前記エアロゾルサンプルの前記流れ（２０）内の前記粒子状物質と相互作用させるため
に放射源（３）から前記流路（２）内に放射エネルギーを放射するステップと、
　前記粒子状物質と相互作用した後の前記放射エネルギーの少なくとも一部を、放射検出
器（４）によって検出するステップと
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　を含み、
　前記放射検出器（４）上への、及び／又は前記放射源（３）上への、及び／又は前記放
射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）に近接する流路壁部上への、粒子状物質の沈
殿を低減させるように、前記流れ変更デバイス（５１１，５１１ａ，５１２，５１３，５
１４，５２１）によって、前記放射検出器（４）及び／又は前記放射源（３）の辺りの前
記流れが変更されている、
　方法。
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